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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成30年7月20日(2018.7.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検査領域の横軸に沿って配置されるスペクトル検出器のセット及び積分検出器のセット
を有するハイブリッドデータ検出器アレイを含み、前記スペクトル検出器は、前記ハイブ
リッドデータ検出器アレイの中心領域に対して非対称に配置されている、イメージングシ
ステムのハイブリッドデータ検出システムによって、放射線を受信するステップと、
　前記スペクトル検出器の第１のセットを用いて、不完全なスペクトル投影のセットを発
生させるステップと、
　前記積分検出器のセットについて、前記スペクトル検出器のセットから補完的スペクト
ル投影のセットを決定するステップと、
　前記補完的スペクトル投影のセットについて、実効第１エネルギービン吸収と、実効第
２エネルギービン吸収とを決定するステップと、
　前記補完的スペクトル投影のセットの前記実効第１エネルギービン吸収と、前記実効第
２エネルギービン吸収とに基づいて、前記積分検出器のスペクトル投影のセットを推定し
、推定された前記スペクトル投影のセットに前記積分検出器のセットの強度測定結果をマ
ッチさせるように、スケール係数を推定するステップと、
　前記不完全なスペクトル投影のセットと、前記推定されたスペクトル投影のセットとを
組み合わせるステップと、
　スペクトル投影の完全なセットを生成するように、前記組み合わせられたセットに基づ
いて、スペクトル投影のセットを推定するステップと、
　ボリュメトリック画像データを発生させるように、前記スペクトル投影の完全なセット
を処理するステップと、
　を含む、スペクトル投影拡張のための方法。
【請求項２】
　前記実効第１エネルギービン吸収は、実効光電子吸収であり、前記実効第２エネルギー
ビン吸収は、実効コンプトン散乱吸収である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　強度測定結果をマッチさせるために、前記積分検出器のセットの前記強度測定結果に基
づいて、前記補完的スペクトル投影のセットの前記実効第１エネルギービン吸収と、前記
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実効第２エネルギービン吸収とをスケーリングするステップと、
　スケーリングされた前記実効第１エネルギービン吸収と、スケーリングされた前記実効
第２エネルギービン吸収とに基づいて、前記積分検出器の前記スペクトル投影のセットを
推定するステップと、
　を更に含む、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記積分検出器のセットの前記実効第１エネルギービン吸収及び前記実効第２エネルギ
ービン吸収を、それぞれ、スケーリングされた前記実効第１エネルギービン吸収及びスケ
ーリングされた前記実効第２エネルギービン吸収として推定するステップを更に含む、請
求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記補完的スペクトル投影のセットの実効第１エネルギービン吸収の実効第２エネルギ
ービン吸収に対する比率を決定するステップと、
　前記比率に基づいて、前記積分検出器の前記スペクトル投影のセットを推定するステッ
プと、
　を更に含む、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項６】
　強度測定結果をマッチさせるために、前記積分検出器のセットの前記強度測定結果に基
づいて、前記比率をスケーリングするステップと、
　スケーリングされた前記比率に基づいて、前記積分検出器の前記スペクトル投影のセッ
トを推定するステップと、
　を更に含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　エネルギー積分検出器のセットの吸収投影のセットを発生させるステップと、
　前記スペクトル検出器のセットから補完的スペクトル投影のセットを発生させるステッ
プと、
　前記吸収投影のセットの前記補完的スペクトル投影のセットに対する比率に基づいて、
前記積分検出器のスペクトル投影のセットを推定するステップと、
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記吸収投影のセットの対数の前記補完的スペクトル投影のセットの対数に対する比率
に基づいて、前記積分検出器の前記スペクトル投影のセットを推定するステップを更に含
む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記補完的スペクトル投影のセットを決定するために、Ｃｈｏマッチングを使用するス
テップを更に含む、請求項１乃至８の何れか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　放射線を放出する放射線源と、
　ハイブリッド検出器アレイの中心領域に対して非対称に配置され、不完全なスペクトル
投影を発生させるスペクトル検出器と、積分検出器とを含む、放射線を受信する前記ハイ
ブリッド検出器アレイと、
　前記積分検出器について、前記スペクトル検出器から補完的スペクトル投影のセットを
決定し、前記補完的スペクトル投影のセットについて、実効第１エネルギービン吸収と、
実効第２エネルギービン吸収とを決定し、
　前記補完的スペクトル投影のセットの前記実効第１エネルギービン吸収と、前記実効第
２エネルギービン吸収とに基づいて、前記積分検出器のスペクトル投影のセットを推定し
、推定された前記スペクトル投影のセットに前記積分検出器のセットの強度測定結果をマ
ッチさせるように、スケール係数を推定し、
　スペクトル投影の完全なセットを生成するように、前記不完全なスペクトル投影と前記
推定されたスペクトル投影とを組み合わせ、
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　ボリュメトリック画像データを発生させるように、前記スペクトル投影の完全なセット
を処理する再構成器と、
　を含む、スペクトル投影拡張を有するイメージングシステム。
【請求項１１】
　プロセッサは、前記スペクトル検出器から前記積分検出器の補完的スペクトル投影を発
生させ、前記補完的スペクトル投影の実効第１エネルギービン吸収と実効第２エネルギー
ビン吸収との比率を決定し、前記積分検出器の強度測定結果に基づいて、前記比率をスケ
ーリングし、スケーリングされた前記比率に基づいて、前記積分検出器の前記スペクトル
投影を推定する、請求項１０に記載のイメージングシステム。
【請求項１２】
　前記実効第１エネルギービン吸収は、実効光電子吸収であり、前記実効第２エネルギー
ビン吸収は、実効コンプトン散乱吸収である、請求項１１に記載のイメージングシステム
。
【請求項１３】
　プロセッサは、前記積分検出器のセットの吸収投影を発生させ、前記吸収投影の前記補
完的スペクトル投影のセットに対する比率に基づくか、又は前記吸収投影の対数の前記補
完的スペクトル投影の対数に対する比率に基づいて、前記積分検出器の前記スペクトル投
影を推定する、請求項１０に記載のイメージングシステム。
【請求項１４】
　命令を格納するメモリと、
　前記命令を実行するプロセッサと、
　を含み、
　前記プロセッサは、前記命令の実行に反応して、請求項１に記載の方法を実施する、装
置。
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